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１．概要（Summary） 

 原子間力顕微鏡(AFM)は表面形態の観察のみなら

ず、材料の機械特性をナノレベルで測定できる装置で

ある。近年グラフェンが次世代デバイスとして注目を

浴びているが、基板に接触したグラフェンでは無く、

フリースタンディングの状態でその機械物性を調べ

ることは応用上重要である。そのためには予め基板に

穴を開けておいてこの部分にグラフェンを配置する

ことが必要である。 

 

２．実験（Experimental） 

 豊田工大クリーンルームにてシリコンへの穴開け

加工を行い、この基板に独自にＣＶＤ成長したグラフ

ェンをウェットプロセスにより転写した。この表面の

穴開け部分にぶら下がったグラフェンに対してＡＦ

Ｍ探針によりフォースカーブを測定する。これから接

触理論を用いて、グラフェンの弾性率を求めた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 1 に，転写穴状基板に転写したグラフェンの

SEM 像及び AFM 像を示す。グラフェンは六角形をし

ており、そのサイズはおおよそ 50 ミクロンである。

この表面では十数個の穴が重なるが、一部の穴上でグ

ラフェンの存在が観察できた（点線で囲っている部

分）。転写時の水などの存在により、他の分のグラフ

ェンは破壊されたものと考えられる。 

 グラフェンの存在する部分で得られたフォースカ

ーブ(Fig.2)を解析すると、これまでに機械的剥離法で

準備されたグラフェンの測定値よりも大きな値を示

した。これは、本研究での転写プロセスにより付着し

た PMMA などの不純物の影響によるものと考えられ

る。今後この試料を真空中または窒素雰囲気中で加熱

することにより、弾性率の変化を測定する予定である。 

 

Fig.1. Transfer of graphen on the patterned Si. 

 

 

Fig.2. Load-deformation curves derived from AFM force 

curve. 
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